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Elektros srovei laidžios ir skaidrios dangos plačiai 

naudojami daugumoje mikroelektronikos prietaisų, 

kuriuose reikalingi regimųjų elektromagnetinių bangų 

diapazone permatomi elektrodai: skystųjų kristalų 

ekranuose, elektros srove šildomuose stikluose ir saulės 

elementuose. Alavo priemaišų turintis indžio oksidas 

(ITO) yra plačios draustinės juostos n-tipo puslaidininkis 

(Eg =3.5–4.3 eV), pasižymintis aukštu regimosios šviesos 

pralaidumu. ITO yra vienas labiausiai tiriamų ir 

naudojamų laidžių ir skaidrių oksidų. Viena to priežasčių 

yra maža paviršinė varža (5-500 Ω/sq). Elektrinės, 

optinės ir struktūrinės indžio-alavo oksido 

charakteristikos priklauso  nuo metalų nusodinimo 

metodo ir jo parametrų [1-3]. 

Šiame tyrime buvo nusodinti ITO sluoksniai ant 

stiklo padėklų naudojant plazma aktyvuotą reaktyvųjį 

terminį garinimą O2 aplinkoje (slėgis 4 Pa). Tam tikslui 

naudoti metalinio indžio ir alavo gabaliukai, kurie buvo 

garinami iš  molibdeno lovelio vakuuminėje kameroje.  

Sluoksniai formuoti ant 350 oC temperatūros stiklo 

padėklų. Plazma sukuriama tarp ekrano ir bandinio 

laikiklio, naudojant aukštos įtampos nuolatinės srovės 

šaltinį. Metalų garai iki padėklo keliauja per plazmą. 

Plazma аktуvuoto garinimo metodu nusodintos dаngоs 

раsižуmi stipria аdhеzijа, mažu роrėtumu, аtsраrumu 

kоrоzijаi ir mесhаniniаm роvеikiui [4]. Gautų bandinių 

morfologija analizuota skenuojančiu elektronų 

mikroskopu. Cheminė sudėtis ištirta rentgeno spindulių 

energijos dispersijos spektrometrija. Kristalografinės 

sluoksnių struktūros nustatytos rentgeno spindulių 

difrakcijos metodu. Paviršinės varžos ir savitosios varžos 

priklausomybės nuo temperatūros buvo matuotos keturių 

zondų metodu. Ši priklausomybė leido nustatyti ITO 

sluoksnių draustinės juostos plotį. Išmatuoti pralaidumo 

ir atspindžio spektrai UV-VIS-NIR spektrometru leido 

naudojant Tauko metodą apskaičiuoti optinės draustinės 

juostos plotį (Eg). Tyrimų metu išaiškėjo, kad buvo 

suformuoti porėti koloninę struktūrą turintys ITO 

sluoksniai  (1 pav., 2 pav.). Optimaliomis elektrinių ir 

optinių savybių deriniu pasižyminti danga, kurią pavyko 

suformuoti šiuo metodų ir užsiduotomis sąlygomis turi 

16.910-3 Ω·cm savitąją ir 211 Ω/sq paviršinę varžą, o jos 

šviesos pralaidumas didesnis kaip 80 %. Draustinių 

juostų pločiai nustatyti Tauko ir varžos priklausomybės 

nuo temperatūros matavimo metodais atitinkamai lygūs 

3.4 eV ir 3.5 eV. Rentgeno spindulių difrakcija parodė 

dangos polikristalinę struktūrą.  
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2 pav.   ITO plono sluoksnio paviršiaus SEM 

vaizdas  

1 pav.  ITO plono sluoksnio skersinio pjūvio SEM 

vaizdas 
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